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■研究最前線
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■「ゾル -ゲル法」でセラミック薄膜を作る
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■応力・亀裂発生機構の解明に向けて
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■低耐熱性材料にセラミック薄膜を載せる

─プラスチックス表面にセラミック薄膜を作る必要性につい
て。
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─それはどんな方法ですか。
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■常識にあえて挑戦した結果

─他の方法との違いや特徴は？
 

「ゾル -ゲル法」によるセラミック薄膜作製の研究

 
　幸
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塚 広光 教授

プラスチックス上に
セラミック薄膜を形成
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スピンコーディングメタロキサンポリマー

（メタロキサンポリマーの溶液）
ゾルの作製 ゲル膜の作製 焼 成

ディップコーディング 500 － 900℃

基材

◉ゾル -ゲル法によるセラミック薄膜作製の概要（図1）
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◉プラスチックスへのセラミック膜の形成（図2） ◉アクリル板上の透明導電性 ITO薄膜（図3）

 

 

─研究指導面のアドバイスなどは？
 


